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(54) Substrathaltevorrichtung zur partieilen Hartstoffbeschichtung von Werkzeugeinsétzen

{57) Die Erfindung betrifft eine Substrathaltevorrichtung in der die Werkzeugeinsétze wahrend des
PVD-Hartstoffbeschichtungsprozesses definiert in der Vakuumkammer gehalten werden. Es ist das Ziel der Erfindung
eine Substrathaltevorrichtung zu entwickeln, die einen verhaltnismaRig einfachen Aufbau aufweist und die
Beschichtung hochbeanspruchter Werkzeugeinsétze, an ihren aktiven Flachen (Spanflache, Freiflache) ermoglicht. .
Der Erfindung liegt die Aufgabe zugrunde, die bekannten Substrathaltevorrichtungen zur partiellen
Hartstoffbeschichtung von Werkzeugeinsatzen weiterzuentwickeln. Diese Aufgabe wird erfindungsgemaR dadurch
. geldst, daB der Grundkdrper (1) quer zu einer Langsrichtung mehrere den Schaft des zu beschichtenden
Werkzeugeinsatzes (2) aufnehmende Ausfrasungen aufweist, die durch eine Abdeckplatte (3) abgedeckt und
stirnseitig unter Freilassung des iiberstehenden Schneidenteiles des Werkzeugeinsatzes (2) durch Halteleisten (4)
verschlossen sind. Fig. 1 '
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Erfindungsanspruch:

1. Substrathaltevorrichtung zur partiellen Hartstoffbeschichtung von Werkzeugeinsatzen, vorzugsweise von Fridsmeifeln fir
Verzahnungsfraskdpfe, bestehend aus einem in einer Vakuumkammer in eine Bewegungseinrichtung einsetzbar und
gegeniiber einem Verdampfertiegel bewegbaren Grundkérper, dadurch gekennzeichnet, daf der Grundkérper (1) quer zu
seiner Langsrichtung mehrere den Schaft des zu beschichtenden Werkzeugeinsatzes (2) aufnehmende Ausfrasungen
aufweist, die durch eine Abdeckplatte (3) abgedeckt und stirnseitig unter Freilassung des iberstehenden Schneidenteiles
des Werkzeugeinsatzes (2) durch Halteleisten (4) verschiossen sind.

2. Substrathaltevorrichtung nach Punkt 1, dadurch gekennzeichnet, da8 die Ausfrasungen im Grundkérper (1) in der Lange
von zwei Schaftlangen der Werkzeugeinsatze (2) ausgefiihrt sind und jeweils zwei Werkzeugeinséatze in einer Ausfrasung
mit ihren Schiften gegeneinanderliegen und mit ihren Schneidenteilen den Grundkérper (1) Uberragen.

3. Substrathaltevorrichtung nach Punkten 1 und 2, dadurch gekennzeichnet, daR mindestens zwei von Abdeckplatten (3) und
Halteleisten (4) abgedeckte Grundkérper (1) durch Verbindungsplatten (5) zu einer Tragereinheit zusammengesetzt sind.

4, Substrathaltevorrichtung nach Punkten 1 bis 3, dadurch gekennzeichnet, daf die Verbindungsplatten (5) zwischen den

“Grundkdrpern (1) mit je einem Mitnehmerelement (6) versehen sind.

Hierzu 2 Seiten Zeichnungen

Anwendungsgebiet der Erfindung

Die Erfindung betrifft eine Substrathaitevorrichtung zur partiellen Hartstoffbeschichtung von Werkzeugeinsétzen, vorzugsweise

von FrasmeiBeln fiir Verzahnungsmesserkdpfe, in der die Werkzeugeinsétze wahrend des PVD-Hartstoffbeschichtungsprozesses

definiert in der Vakuumkammer gehalten, bewegt und mit einem elektrischen Potential beaufschlagt werden und bei der die

engtolerierten Pafflachen der Werkzeugeinsétze abgedeckt werden, so daB an diesen Flachen keine Beschichtung erfolgt.

Die Substrathaltevorrichtung kann in allen Vakuumbedampfungsanlagen mit bekannten Chargentragersystemen eingesetzt
werden. '

. Charakteristik der bekannten technischen Losungen

Vakuumbedampfungsprozesse (PVD-Prozesse) sind Strahiverfahren, bei denen sich das schichtbildende verdampfte Material
.in der Vakuumkammer kegelférmig vom Verdampfertiegel ausbreitet und im wesentlichen nur die der Dampfquelle
zugewandten Flachen bedampft werden.

Zu bedampfende Kérper, wie Werkzeugeinsatze mit komplizierter Gestalt, missen deshalb in der Vakuumkammer eine
Relativbewegung zum Dampfstrahl ausfihren und dabei eine definierte Lage in der Halterung einnehmen.
Werkzeugeinsétze, beispielsweise in der Form von FrasmeiBeln fiir Verzahnungsmesserkdpfe, haben neben einer komplizierten
Schneidengeometrie noch eng tolerierte Paflachen, die nicht mit einer Hartstoffschicht belegt werden durfen da sonst das
Toleranzfeld berschritten werden kann.

Bekannt als Werkstlicktrager {Chargentrager) sind Planetengetrlebe auf denen die Werkzeugeinsatze zwei Bewegungen
gleichzeitig ausfiihren (DE-OS 2606584). Der Nachteil besteht darin, da? die Werkzeuge zur Dampfquelle stets den gleichen
Winkel einnehmen und deshalb die verschiedenen Flachen der Werkzeugschneide unterschiedlich stark beschichtet werden.
Bekannt ist auch eine Vorrichtung zum Bewegen von Werkstiicken mit komplizierter Oberflachengestalt (DD-WP 212 993), in
der das Werkstiick in einer zum Verdampfertiege! parallelen Ebene gleichzeitig mindestens 3 Bewegungen ausflihrt, wodurch
eine allseitige Beschichtung der rotierenden Werkstlicke erfolgt.

Der Nachteil besteht darin, daR eine partielle Beschichtung, wie sie fir Verzahnungsmesserképfe erforderhch ist, nicht erreicht
werden kann.

In der DE-OS 2635008 wird ein Substrattrager fur Vakuumbeschlchtungsanlagen beschrieben, bei der die
Substrathaltevorrichtung fiir die zu beschichtenden Werkstlicke aus kreissegmentférmigen Aufnahmeplatten besteht, die von
einem Planetengetriebe gegeniiber dem Verdampfer bewegt werden.

Der Nachteil dieser Substrathaltevomchtung besteht darin, daf3 sie nur fir die Vorder- und Riickseitenbeschichtung ebener
Werkstlicke geeignet ist.

Ziel.der Erfindung
Es ist das Ziel der Erfindung, eine Substrathaltevorrichtung zur partiellen Hartstoffbeschichtung von Werkzeugeinsatzen zu

- entwickeln, die einen verhéltnisméaRig-einfachen Aufbau aufweist und die Beschichtung hochbeanspruchter Werkzeugeinsétze,

insbesondere Frasmeiflel fiir Verzahnungsmesserkdpfe, an ihren aktiven Fldchen (Spanflache, Freiflache) mit einer
verschleifRfesten Hartstoffschicht nach dem PVD-Beschichtungsprozefl ermdglicht ohne dal deren PaRfldchen bzw. die
Werkzeugschéfte mitbeschichtet werden, wodurch unter einer 6konomischen Verfahrensfiihrung die Erhéhung der
Gebrauchseigenschaften der Werkzeugeinsétze erreicht werden soll.

Wesen der Erfindung

Der Erfindung liegt die Aufgabe zugrunde, die bekannten Substrathaltevorrichtungen zur partiellen Hartstoffbeschichtung von
Werkzeugeinsatzen weiterzuentwickeln und ausgehend von einem Grundkérper mit formschliissigen Aufnahmen fiir mehrere
Werkzeugeinsitze neue Abdeck-, Halte-, Verbindungs- und Mitnehmerelemente einzufihren, von denen die zu beschichtenden
Werkzeugeinsitze wahrend des Beschichtungsprozesses in der Vakuumkammer definiert gehalten, um die Strahlungsquelle
bewegt und an den Flachen im Bereich der Werkzeugschneide gleichmaRig mit einer Hartstoffschicht bedampft werden kdnnen,
wobei die PaB- bzw. Aufnahmefiachen der Werkzeugeinsatze abgedeckt und vor Ablagerung einer Hartstoffschicht geschitzt
sein mdssen.

Diese Aufgabe wird erfindungsgemaR dadurch geldst, daR® der Grundkérper einer Substrathaltevorrichtung quer zu seiner
Langsrichtung mehrere, die Schéfte der zu beschichtenden Werkzeugeinsatze aufnehmende Ausfrasungen aufweist, die durch
eine Abdeckplatte abgedeckt und stirnseitig unter Freilassung des Uberstehenden Schneidenteiles der Werzeugeinsatze durch
Halteleisten verschlossen sind.
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Zur Erhdhung der Durchsatzieistung der Beschichtungsaniage ist es vorteilhaft, da die Ausfrasungen im Grundkdrper in der
Lange von zwei Schaftldngen der Werkzeugeinsétze ausgefiihrt sind und jeweils zwei Werkzeugeinsétze in einer Ausfrasung
mit ihren Schéaften gegeneinanderliegen und mit ihren Schneidenteilen den Grundkdrper (iberragen.

Wenn es die GroRe des Rezipienten zulaRt, kann die Durchsatzleistung dadurch weiter erhdht werden, da3 mindestens zwei
von Abdeckplatten und Halteleisten abgedeckte Grundkdrper durch Verbindungsplatten zu einer Trégereinheit
zusammengesetzt sind.

Es ist zweckmaRig, daR die Verbindungsplatten zwischen den Grundkérpern mit je einem Mitnehmerelement versehen sind..
Die Werkzeugeinsatze, beispielsweise in der Form von FrasmeiBeln fir Verzahnungsmesserkdpfe, werden in die geteilte, aus
Grundkdrper und Abdeckplatte bestehende Substrathaltevorrichtung so eingesetzt, daf alle Paflachen, d. h. die MeiBelschifte,
vollstandig abgedeckt sind und die Schneidenteile unbedeckt bleiben.

Stirnseitig sind die Ausfrasungen des Grundkoérpers durch Halteleisten oberhalb der MeiRelschéfte verschiossen. Die
Substrathaltevorrichtung wird nun zur allseitigen Hartstoffbeschichtung des gesamten Schneidenteiles jedes
Werkzeugeinsatzes in die Vakuumkammer eingehéngt und durch eine Bewegungseinrichtung zur Strahiungsquelle um
mindestens zwei Kérperachsen gedreht. Die Substrathaltevorrichtung kann durch Verbindung von zwei oder mehreren
Grundkérpern so gestaltet werden, daB ein kompletter Satz von Werkzeugeinsétzen bzw. ein Satz FrasmeiRel eines
Verzahnungsmesserkopfes gleichzeitig aufgenommen werden kann. Die Beschickung und Entleerung der Vorrichtung ist
einfach und der Einbau in die bekannten Chargentrigersysteme ohne Schwierigkeiten méglich. Die erfindungsgemaliie
Substrathaltevorrichtung erméglicht eine qualitdtsgerechte, Skonomische Hartstoffbeschichtung von Werkzeugeinsétzen
verschiedener Werkzeugsysteme bei entsprechender Anpassung der Ausfrdsungen des Grundkérpers, und gewahrleistet eine
gleichmiRige Schichtauftragung an den aktiven Werkzeugflachen und hat so erheblichen Einflu auf die Qualitét der
aufgetragenen Oberflachenschicht und damit auch auf eine hohe Gebrauchsdauer der beschichteten Werkzeugeinsatze.

Ausfiihrungsbeispiel

Die Erfindung soll nachstehend an einem Ausflhrungsbeispiel naher erldutert werden. In den zugehdrigen Zeichnungen

zeigen: ‘

Fig.1: eine Seitenansicht einer Substrathaltevorrichtung zur partiellén Hartstoffbeschichtung von Frasmeifeln fiir einen
Verzahnungsmesserkopf, dargestelit in der Blickrichtung auf die Schneidenteile der eingesetzten Frasmeilel;

Fig.2: eine weitere Seitenansicht auf die Substrathaltevorrichtung nach Fig. 1 jedoch in Blickrichtung auf eine Abdeckplatte
dargestellt;

Fig.3: die Draufsicht einer Substrathaltevorrichtung entsprechend den Fig.1 und 2.

Die Hartstoffbeschichtung von Werkzeugeinsatzen 2 in der Form von Frasmei3eln flir Verzahnungsmesserkopfe soll nur im

Bereich der Spanflachen der Schneidenteile erfolgen. Bei der als Ausfiihrungsbeispiel dargesteliten Substrathaltevorrichtung

ist der Grundkdrper 1 doppelt so breit wie der abzudeckende Schaft des Werkzeugeinsatzes 2 und weist querliegende

Ausfrasungen auf, die dem Querschnitt der eingeschobenen Werkzeugeinsatze 2 entsprechen. Der zwischen den Ausfrasungen

vérbleibende Steg ist so breit bemessen, daf zwischen den Schneidenteilen der benachbarten Werkzeugeinsétze 2 geniigend

Platz fur die Einstrahlung des Beschichtungsmediums bleibt.

Die Werkzeugeinsétze 2 befinden sich paarweise mit den Schéften aneinanderliegend in den Ausfrésungen und sind in ihrer

Langsachse zueinander um eine halbe Umdrehung gedreht angeordnet.

Die den Abmessungen des Grundkérpers 1 entsprechende Abdeckplatte 3 ist mit dem Grundkoérper 1 verschraubt und deckt

die Ausfrasungen mit den eingeschobenen Werkzeugeinsatzen 2 seitlich ab. Stirnseitig bzw. nach vorn sind die Ausfrdsungen

im.Grundkérper 1 durch eine abnehmbare Halteleiste 4 unter Freilassung der Schneidenteile der Werkzeugeinsétze 2

abgeschlossen, wodurch deren sicherer Sitz gewahrieistet wird.

Zwei solche komplette Vorrichtungen sind durch zwei Verbindungsplatten § miteinander verbunden und kénnen mittels der an

den Verbindungsplatten 5 vorgesehenen Mitnehmerelemente 6 in eine Bewegungsvorrichtung eines Chargentragersystems

eingebracht und wahrend des Hartstoffbeschichtungsprozesses unter Anlegen eines elektrischen Potentiales in der

Vakuumkammer in mehreren Bewegungsrichtungen um die Strahlungsquelle bewegt werden. Soll an den Werkzeugeinsétzen

2 nur gine Beschichtung an den Freiflachen erfolgen, missen die FrasmeiBel flach in die Substrathaltevorrichtung so eingelegt

werden, daB die Freifldichen der Strahlungsquelle zugekehrt sind.

Da die beim Ausfiihrungsbeispiel verwendeten Werkzeugeinsatze 2 rechteckigen Querschnitt haben, mifite fir die

Substrathaltevorrichtung ein Grundkérper mit Ausfrasungen verwendet werden, die der Seitenlage der Werkzeugeinsétze 2

entsprechen. )
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